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摘要(译)

光纤传感器可用于测量高灵敏度和精细分辨率的压力。当传感器端部的
空腔膨胀或收缩时，从光纤端部反射的光束的光谱偏移，产生与施加在
传感器上的压力相关的变化。本发明的传感器的新方面包括将二氧化硅
薄膜振膜直接粘合到具有局部或限制加热的光纤和隔膜的均匀厚度。所
得传感器的直径与光纤的直径相匹配。因为传感器都是二氧化硅，所以
它不会受到温度的误差。此外，传感器可以非常敏感，因为隔膜可以非
常薄;它也可以由于其非常均匀的厚度而进行高度可重复的测量。
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